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(54) Title: DIFFERENTIAL PRESSURE MEASURING CELL

(54) Bezeichnung: DIFFERENZDRUCKMESSZELLE

Fig. 4

(57) Abstract: A differential pressure measuring cell (1)
for detecting the pressure differential between a first pres-
sure and a second pressure comprises: an elastic measuring
arrangement having at least one measuring diaphragm (4,
203, 205), which has silicon; at least one carrier body (2, 5,
204), which is connected pressure-tight to the elastic mea-
suring arrangement; a first hydraulic path, in order to trans-
mit a first pressure to a first surface section of the elastic
measuring arrangement; a second hydraulic path, in order
to transmit a second pressure to a second surface section of
the elastic measuring arrangement, wherein said first pres-
sure counteracts said second pressure, and the elastic de-
flection of the measuring arrangement is a measure of the
differential between the first pressure and the second pres-
sure, wherein said differential pressure measuring cell also
has at least one hydraulic throttle (9, 10, 211), characterized
in that the at least one hydraulic throttle comprises porous
silicon.

(57) Zusammenfassung: Eine Differenzdruckmesszelle
(1) zum Erfassen der Druckdifferenz zwischen einem
ersten Druck und einem zweiten Druck, umfasst:
eine elastische Messanordnung mit mindestens einer
Messmembran (4, 203, 205), die Silizium aufweist;
mindestens einem Tragerkorper (2, 5, 204), der mit der
elastischen Messanordnung druckdicht verbunden ist;
einen ersten hydraulischen Pfad, um einen ersten Druck
auf einen ersten Oberflichenabschnitt der elastischen
Messanordnung zu tibertragen; einen zweiten hydrauli-
schen Pfad, um einen zweiten Druck auf einen zweiten
Oberfldchenabschnitt der elastischen Messanordnung
zu Ubertragen, wobei der erste Druck dem zweiten
Druck entgegenwirkt, und die elastische Auslenkung der

Messanordnung ein MaB fiir die Differenz zwischen dem ersten und dem zweiten Druck ist, wobei die Differenzdruckmesszelle

[Fortsetzung auf der néichsten Seite]
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ferner mindestens eine hydraulische Drossel (9, 10, 211) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens eine hydraulische
Drossel pordses Silizium umfasst.
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Differenzdruckmesszelle

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Differenzdruckmesszelle zum
Erfassen der Druckdifferenz zwischen einem ersten Druck und einem
zweiten Druck, umfasst: eine elastische Messanordnung mit
mindestens einer Messmembran, die Silizium aufweist;

mindestens einem Tragerkorper, der mit der elastischen
Messanordnung druckdicht verbunden ist; einen ersten hydraulischen
Pfad, um einen ersten Druck auf einen ersten Oberflachenabschnitt der
elastischen Messanordnung zu Ubertragen;

einen zweiten hydraulischen Pfad, um einen zweiten Druck auf einen
zweiten Oberflachenabschnitt der elastischen Messanordnung zu
Ubertragen, wobei der erste Druck dem zweiten Druck entgegenwirkt,
und die elastische Auslenkung der Messanordnung ein Maf fir die
Differenz zwischen dem ersten und dem zweiten Druck ist, wobei die
Differenzdruckmesszelle ferner mindestens eine hydraulische Drossel
aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens eine

hydraulische Drossel porgses Silizium umfasst.

Die erfindungsgemafe Differenzdruckmesszelle zum Erfassen der
Druckdifferenz zwischen einem ersten Druck und einem zweiten Druck,
umfasst: eine elastische Messanordnung mit mindestens einer
Messmembran, die Silizium aufweist;

mindestens einem Tragerkorper, der mit der elastischen
Messanordnung druckdicht verbunden ist; einen ersten hydraulischen
Pfad, um einen ersten Druck auf einen ersten Oberflachenabschnitt der
elastischen Messanordnung zu Ubertragen;

ginen zweiten hydraulischen Pfad, um einen zweiten Druck auf einen
zweiten Oberflachenabschnitt der elastischen Messanordnung zu
Ubertragen, wobei der erste Druck dem zweiten Druck entgegenwirkt,
und die elastische Auslenkung der Messanordnung ein MaR fir die
Differenz zwischen dem ersten und dem zweiten Druck ist, wobei die
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Differenzdruckmesszelle ferner mindestens eine hydraulische Drossel
aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens eine

hydraulische Drossel poroses Silizium umfasst,

In einer ersten Ausgestaltung der Erfindung weist die elastische
Messanordnung eine Messmembran auf, die zwischen einem ersten
Tragerkdrper und einem zweiten Tragerkdrper angeordnet und mit
beiden Tragerkdrpern jeweils entlang einer umlaufenden Fligestelle
druckdicht verbunden ist, und wobei der erste und der zweite
hydraulische Pfad jeweils mindestens einen Kanal durch einen der

Tragerkdrper umfassen.

In einer Weiterbildung dieser Ausgestaltung der Erfindung umfasst die
mindestens eine hydraulische Drossel eine pordse Si-Schicht, welche
eine Kanalmiindung an einer der Messmembran abgewandten
Oberflache eines Tragerkdrpers umgibt, und eine hydraulisch dichte
Deckschicht, welche die pordse SI-Schicht bis auf mindestens eine
Eintritts6éffnung abdeckt, die von der Kanalmindung lateral beabstandet
ist, so dass der hydraulische Pfad von der mindestens einen
Eintrittsdffnung durch die porése Si-Schicht in der Ebene der pordsen
Si-Schicht zur Kanalmiindung verlauft,

Hierbei kdnnen der erste Tragerkérper und der zweite Tragerkdrper
jeweills auf thren der Messmembran abgewandten Oberflachen eine
hydraulische Drossel mit einer porésen Si-Schicht und einer

Deckschicht aufweisen, die jeweils eine Kanalmindung umgibt.

In einer anderen Weiterbildung der ersten Ausgestaltung der Erfindung,
kann die hydraulische Drossel realisiert werden, indem mindestens ein

Kanal durch den Tragerkorper pordses Silizium aufweist.
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In einer zweiten Ausgestaltung der Erfindung umfasst die elastische
Messanordnung eine erste Messmembran und eine zweite
Messmembran, wobei die erste Messmembran an einen ersten
Oberflachenabschnitt des Tragerkdrpers entlang einer umilaufenden
Flgestelle druckdicht befestigt ist, die zweite Messmembran an einem
zweiten Oberflachenabschnitt des Tragerkdrpers entlang einer
umlaufenden Fiigestelle druckdicht befestigt ist, und wobei zwischen
der ersten und der zweiten Messmembran ein dritter hydraulischer Pfad
veriauft, um die erste und die zweite Messmembran hydraulisch zu
koppein, wobei die hydraulische Drossel in dem dritten hydraulischen

Pfad angeordnet ist,

In einer Weiterbildung der zweiten Ausgestaltung der Erfindung umfasst
die hydraulische Drossel eine Schicht aus porésem Silizium, wobei der
dritte hydraulische Pfad durch die porése Si-Schicht der Ebene der Si-
Schicht verlauft.

Sofern die hydraulische Drossel durch eine porése Schicht realisiert
werden soll, weist die pordse Si-Schicht beispielsweise eine Starke von
nicht mehr als 20 Mikrometern, vorzugsweise nicht mehr ais 10
Mikrometern aufweist. Die porose Si-Schicht weist weiterhin eine Stérke
von beispielsweise nicht weniger als 2 Mikrometern, vorzugsweise nicht

weniger als 4 Mikrometern auf,

In einer derzeit bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung betrégt die
Porengréie des porésen Siliziums beispielsweise nicht mehr als 100
Nanometer, vorzugsweise nicht mehr als 50 Nanometer betragt.
Andererseits ist es derzeit bevorzugt, dass die Porengréfe nicht
weniger als 10 Nanometer, vorzugsweise nicht weniger als 20

Nanometer betragt.
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fn derzeit betrachteten Ausgestaltungen der Erfindung weist der

Tragerkorper Silizium oder Glas auf.

In einer Weiterbildung der Erfindung Umfasst die
Differenzdruckmesszelle auch einen Schutz gegen einseitige statische
Uberlasten. Dies wird dadurch realisiert, dass eine Messmembran im
Falle einer einseitigen Uberlast an einem Tragerkdrper zumindest

abschnittsweise zur Anlage kommt und von diesem abgestutzt wird.

Bei Differenzdruckmesszellen mit einer Messmembran zwischen zwei
Tragerkérpern, kdnnen beide Tragerkdrper so ausgestaltet sein, dass
sie jeweils einen Uberlastschutz gegen einseitige statische Uberlasten

umfassen.

Gleichermafien kdnnen bei jener Ausgestaltung der Erfindung, bei
welcher die elastische Messanordnung eine erste Messmembran und
eine zweite Messmembran umfasst, wobei die erste Messmembran an
einen ersten Oberflachenabschnitt des Tragerkorpers entlang einer
umlaufenden Fugestelle druckdicht befestigt ist, die zweite
Messmembran an einem zweiten Oberflachenabschnitt des
Tragerkérpers entlang einer umlaufenden Flgestelle druckdicht
befestigt ist, und wobei zwischen der ersten und der zweiten
Messmembran ein dritter hydraulischer Pfad verlauft, um die erste und
die zweite Messmembran hydraulisch zu koppeln, wobei die
hydraulische Drossel in dem dritten hydraulischen Pfad angeordnet ist,
der erste Oberflachenabschnitt und der zweite Oberflachenabschnitt so
gestaltet sein dass im Falle einer einseitigen statischen Uberlast, die
auf die erste bzw. zweite Messmembran einwirkt, die von der Uberlast
betroffene Messmembran an der jeweiligen Oberflache zumindest
abschnittsweise zur Anlage kommt und von der Oberfiache abgestitzt
wird.
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Die Erfindung wird nun anhand der in den Zeichnungen dargestellten
Zeichnungen erldutert. Es zeigt:

Fig. 1: einen Langsschnitt durch ein erstes Ausfihrungsbeispiel

eines erfindungsgemafien Differenzdrucksensors;

Fig. 2: eine Aufsicht auf das Ausflhrungsbeispiel eines

erfindungsgemafien Differenzdrucksensors aus Fig. 1;

Fig. 3: einen Langsschnitt durch ein zweites Ausflihrungsbeispiel

eines erfindungsgemafien Differenzdrucksensors;

Fig. 4: einen Langsschnitt durch ein drittes Ausflihrungsbeispiel

eines erfindungsgemalien Differenzdrucksensors; und

Fig. 5. eine Ansicht von porésem Silizium, wie es bei den
erfindungsgemalien Differenzdrucksensoren zum Einsatz

kommt.

Der erfindungsgeméalie Differenzdrucksensor 1 in Fign. 1 und 2 umfasst
einen ersten Tragerkdrper 2, einen zweiten Tragerkorper 3, und eine
Messmembran 4, die zwischen den beiden Tragerkdrpern angeordnet
ist. Die Messmembran 2 umfasst vorzugsweise ein Halbleitermaterial,
insbesondere Silizium, wahrend der erste und der zweite Tragerkdrper
Glas oder ein Halbleitermaterial aufweisen kdnnen, wobei ein

Halbleitermaterial, insbesondere Silizium derzeit bevorzugt ist.

Die Messmembran 4 ist auf ihrer ersten Seite durch eine erste Offnung
S durch den ersten Trégerkorper 2, die in einer ersten Druckkammer 7
mundet, die zwischen dem ersten Tragerkdrper 2 und der
Messmembran 4 gebildet ist, mit einem ersten Druck beaufschlagbar.
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Weiterhin ist die Messmembran 4 auf ihrer zweiten Seite, die der ersten
Seite gegeniiberliegt, durch eine zweite Offnung 6 durch den zweiten
Tragerkdrper 3, die in einer zweiten Druckkammer 8 mindet, die
zwischen dem zweiten Trégerkérper 3 und der Messmembran 4
gebildet ist, mit einem zweiten Druck beaufschlagbar, so dass der
zweite Druck dem ersten Druck entgegenwirkt und die resultierende
Auslenkung der Messmembran 3 ein Mal fiir die Differenz zwischen

dem ersten und dem zweiten Druck ist.

Der erste und der zweite Druck werden vorzugsweise jeweils mittels
eines hydraulischen Pfades, der eine Ubertragungsfliissigkeit enthalt
zum Drucksensor Ubertragen, wozu der Drucksensor insbesondere in
ein dem Fachmann geldufiges hydraulisches Messwerk eingebaut sein
kann, welches Trennmembranen aufweist, welche die hydraulischen
Pfade abschlielen, und auf welche die zu erfassenden Driicke

einwirken.

Der Drucksensor 1 umfasst weiterhin einen hier nicht ndher
dargesteliten Wandler, der die Auslenkung der Messmembran 4 in ein
elektrisches Signal wandelt. Der Wandler kann einen kapazitiver
Wandler umfassen, der jeweils die Kapazitat zwischen einer
Tragerkérperseitigen Elektrode und einer Messmembranseitigen
Elektrode auswertet, oder einen resistiven Wandler, wozu die
Messmembran beispielsweise eine oder mehrere piezoresistive
Briickenschaltungen oder andere Briickenschaltungen mit

verformungsabhangigen Widerstéanden umfassen kann.

Erfindungsgeman ist der Drucksensor 1 mit einem integrierten
Uberlastschutz versehen, so dass idealer Weise auf zusatzliche
Uberlastschutzvorrichtungen im hydraulischen Messwerk verzichtet
werden kann. Zur Erlduterung des Aufbaus des Uberlastschutzes zeigt
Fig. 2 eine Aufsicht auf den Drucksensor entlang der Linie A-A in Fig. 1,
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wobei die Schnittansicht aus Fig. 1 entlang der Linie B-B in Fig. 2

verlauft.

Zum Dampfen von pulsartigen Uberlasten umfasst der
erfindungsgemafe Drucksensor 1 eine erste Drosselvorrichtung,
welche eine erste Dampferschicht 9, die pordses Silizium aufweist, und
mit einer ersten Abdeckplatte 11 umfasst, wobei die erste
Dampferschicht die erste Offnung 5 zur ersten Druckkammer
umschlielt. Weiterhin umfasst der erfindungsgemafe Drucksensor 1
eine zweite Drosselvorrichtung, welche eine zweite Dampferschicht 10,
die pordses Silizium aufweist, und mit einer zweiten Abdeckplatte 12
umfasst, wobei die zweite Dampferschicht die zweite Offnung 6 zur
zweiten Druckkammer umschliel3t. Bei dieser Anordnung verlaufen die
hydraulischen Pfade zu den Druckkammem durch die jeweilige
Dampferschicht, wobei pulsartige Druckspitzen durch Streuung in dem

porosen Material, insbesondere Silizium, hinreichend bedampft werden.

Poréses Silizium ist eine Form des chemischen Elementes Silizium,
welches ein extremes Oberflache/Volumen-Verhéltnis besitzt (einige
hundert m#cm?). Elektrochemische Atzung (engl. ECE) mit HF-Ethanol-
Elektrolyt wird gewdhnlich zur Herstellung von porésem Silizium
verwendet, vorzugsweise bei geringer Stromdichte und hoher HF-
Konzentration. Nach dem Atzen bleibt ein feines gebundenes Netzwerk
von Submikroporen zurlck. Die Poren propagieren vorzugsweise
entlang der kristallographischen <100>-Richtung. Die feine Kontrolle
des Atzprozesses ermoglicht eine sehr gute Steuerung der
Eigenschaften des porosen Netzwerkes mit hoher Wiederholbarkeit.
Durch eine Anderung des elektrochemischen Stroms, die
Zusammensetzung des Elektrolyts oder der Dotierungsart der Wafer
kann man den durchschnittlichen Durchmesser der Poren von einigen
Nanometern bis zu mehreren Mikrometern (gut steuerbare GréRe: von
2 bis 2000 nm) einstellen. Fermmer kann man auch ein
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Multischichtsystem aus porésem Silizium mit unterschiedlicher Porositét
z.B. durch eine periodische Variierung der Stromdichte wéahrend des
Atzprozesses herstelien. Bei Bedarf ist es auch moglich, das
Multischichtsystem aus dem restlichen Material durch einen
puisierenden Strom zu l6sen. Exemplarische Abbildungen zu porésem

Silizium sind in Fign. 5 und 6 gezeigt.

Zur Dimensionierung der Beddmpfung kann neben der Porengréfe in
der Dampferschicht ggf. die GréRe von Offnungen in einer ggf.
vorgesehenen Umrandung 17, 18 der Dampferschicht 9, 10
herangezogen werden, wobei die Abdeckplatten 11, 12, jeweils dicht an
die Umrandung anschlieen. Weiterhin kann die Bedampfung durch
eine ggf. vorgesehene Aussparung 13, 14 im Zentrum der
Dampferschicht 13, 14 reduziert werden, wobei durch die Aussparung

die effektive Lénge der Bedampfungsstrecke reduziert wird.

Bei der Gestaltung der Aussparung ist darauf zu achten, dass die
Abdeckplatte in dem Bereich der Aussparung nicht als eine Membran
wirken kann Uber die ein Druckimpuls unter Umgehung der unter
Dampferschicht in die Druckkammern eingekoppelt werden kann.
Insoweit kann eine Aussparung auch andere Forman aufweisen,
beispielsweise schmale Schlitze bzw. Kanéle, die sich in die

Dampferschicht hinein erstrecken.

Zur Einfassung des Drucksensors 1 sind noch ein erster Deckkérper 15
und ein zweiter Deckk&rper 16 vorgesehen, welche an
gegenlberliegenden Aullenflache der beiden Tragerkdrper 2 und 3
angeordnet sind, und welche das jeweilige Dampferelement seitlich
umschlieBen, wobei die beiden Deckkorper jeweils Anschlussflachen
aufweisen, (ber welche die Hydraulischen Pfade eines hydraulischen
Messwerks druckdicht an den Drucksensor 1 angeschiossen werden



WO 2009/077433 PCT/EP2008/067369

10

15

20

25

30

9 EH0940-WO

konnen, wie durch punktiert dargestelite Dichtelemente angedeutet sein

soll.

Zum Schutz gegen statische Uberlasten konnen die ersten und zweiten
Tragerkdrper 2, 3, Membranbetten 19, 20, aufweisen, an denen die
Messmembran jewells im Falle einer einseitigen Uberlast zumindest

abschnittsweise zur Anlage kommen kann, um abgestitzt zu werden.

Die beschriebene Konstruktion ist vorzugsweise im wesentlichen
komplett aus Silizium gefertigt, wobei ebenfalls ist eine
Sandwichkonstruktion Si-Glas-Si-Glas-Si moglich ist. Der Aufbau erfoigt
auf Waferlevel im Batch-Prozess, beispielsweise (ber SFB (Silicon
Fusion Bonding), oder eutektisch im Falle eines reinen Si-Aufbaus oder
anodisch bei Si-Glas-Grenzflachen. Die kapillaren Kanale der ersten
und zweiten Offnungen bzw. weiterer Offnungen und Aussparungen auf
und durch Silizium kdnnen geétzt werden, vorzugsweise trocken
chemisch (DRIE). Feines, poroses Silizium wird standardmaRig Uber
Lithographie nasschemisch hergestellt. Die Tiefe des porésen Siliziums

ist schon bef wenigen um bis einigen 10 um ausreichend.

Fig. 3 zeigt ein zweites Ausflhrungsbeispiel eines erfindungsgemafen
Differenzdrucksensors 101, welcher einen ersten Tragerkérper 102,
eine erste Messmembran 103, einen zweiten Tragerkdrper 104, eine
zweite Messmembran 105 und einen dritten Tragerkorper 106 in der
genannten Reihenfolge umfasst. Die Druckbeaufschlagung der ersten
Messmembran erfolgt {iber eine erste Offnung im ersten Tragerkdrper
und die Druckbeaufschlagung der zweiten Messmembran erfolgt Uber
eine zweite Offnung im dritten Tragerkdrper, wobei die erste und die
zweite Offnung jeweils Uber ein erstes Dampferelement 107 bzw. ein
zweites Dadmpferelement 108 mit einem ersten bzw. zweiten
hydraulischen Pfad zur Druckeinleitung kommunizieren. Hinsichtlich der
Einzelheiten der Dampferelemente, ihrer Dimensionierung und
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Abdeckung gelten die Ausflhrungen zum ersten Ausflhrungsbeispiel

entsprechend.

Im zweiten Tragerkdrper 104 sind in den den beiden Messmembranen
zugewandten Stirnseiten jeweils Aussparungen vorgesehen, welche
zusammen eine zentrale Druckkammer mit einer ersten Teilkammer
108 und einer zweiten Teilkammer 110 bilden, wobei die Teilkammern
mittels einer zentralen Offnung 111 durch den zweiten Tragerkdrper
104 hydraulisch gekoppelt sind, und wobei die beiden Teilkammermn
109, 110 nach aulen hin jeweils von einer Messmembran 103, 105

verschiossen sind,

Die Wande der Teilkammern 109, 110 kdnnen wie zuvor beim ersten
Ausfuhrungsbeispiel beschrieben zur Abstitzung der Messmembranen

bei statischen Uberlasten dienen.

Die zentrale Druckkammer ist Uber einen hier nicht im einzelnen
dargestellten Kanal mit einer Hydraulikflissigkeit geflilt, um die beiden
Messmembranen 103, 105 zu koppeln. Zum elektrischen Erfassen der
Auslenkung der Messmembranen ist an mindestens einer
Messmembran vorzugsweise jeweils an beiden Messmembranen ein
Wandler vorgesehen, wie im Zusammenhang mit dem ersten

Ausflhrungsbeispiel erdrtert wurde.

Fig. 4 zeigt ein drittes Ausfihrungsbeispiel eines erfindungsgemalien
Differenzdrucksensors 201, eine erste Messmembran 203, einen
Tragerkorper 204 und eine zweite Messmembran 205 umfasst. Die
Druckbeaufschlagung der ersten Messmembran erfolgt Uber einen
ersten hydraulischen Pfad und die Druckbeaufschlagung der zweiten

Messmembran erfolgt (ber einen zweiten hydraulischen Pfad.

PCT/EP2008/067369
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Im Tragerkérper 204 sind in den den beiden Messmembranen
zugewandten Stirnseiten jeweils Aussparungen vorgesehen, welche
zusammen eine zentrale Druckkammer mit einer ersten Teilkammer
209 und einer zweiten Teilkammer 210 bilden, wobei die Teilkammern
mittels einer zentralen Offnung 211 durch den Tragerkdrper 204
hydraulisch gekoppelt sind, und wobei die beiden Teilkammern 209,
210 nach auflen hin jeweils von einer Messmembran 203, 205

verschlossen sind.

Die zentrale Offnung 211 weist zur Bedampfung dynamischer

Uberlasten pordses Silizium auf.

Die Wande der Teilkammern 209, 210 kdnnen wie zuvor beim ersten

| Ausflhrungsbeispiel beschrieben zur Abstltzung der Messmembranen

bei statischen Uberlasten dienen.

Die zentrale Druckkammer ist Uber einen hier nicht im einzelnen
dargesteliten Kanal mit einer Hydraulikflissigkeit gefllit, um die beiden
Messmembranen 203, 205 zu koppeln. Zum elektrischen Erfassen der
Auslenkung der Messmembranen ist an mindestens einer
Messmembran, vorzugsweise jeweils an beiden Messmembranen ein
Wandler vorgesehen, wie im Zusammenhang mit dem ersten
Ausflhrungsbeispiel erortert wurde.
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Patentanspriiche

Differenzdruckmesszelle (1; 101; 201) zum Erfassen der
Druckdifferenz zwischen einem ersten Druck und einem zweiten
Druck, umfassend:

eine elastische Messanordnung mit mindestens einer
Messmembran (4; 103; 105; 203; 205) die Silizium aufweist;
mindestens einem Tragerkorper (2; 5; 102; 104; 106; 204) der
mit der elastischen Messanordnung druckdicht verbunden ist;
einen ersten hydraulischen Pfad, um einen ersten Druck auf
einen ersten Oberflachenabschnitt der elastischen
Messanordnung zu {bertragen;

einen zweiten hydraulischen Pfad, um einen zweiten Druck auf
ginen zweiten Oberflachenabschnitt der elastischen
Messanordnung zu Ubertragen, wobei der erste Druck dem
zweiten Druck entgegenwirkt, und die elastische Auslenkung der
Messanordnung ein Maf fir die Differenz zwischen dem ersten
und dem zweiten Druck ist, wobei die Differenzdruckmesszelle
ferner mindestens eine hydraulische Drossel (9; 10; 107; 108;
211) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens

eine hydraulische Drossel pordses Silizium umfasst.

Differenzdruckmesszelle nach Anspruch 1, wobei die elastische
Messanordnung eine Messmembran (4) aufweist, die zwischen
einem ersten Tragerkdrper (2) und einem zweiten Tragerkdrper
(3) angeordnet und mit beiden Tragerkdrpern jeweils entlang
einer umlaufenden Fugestelle druckdicht verbunden ist, und
wobei der erste und der zweite hydraulische Pfad jeweils

mindestens einen Kanal durch einen der Tragerkdrper umfassen.

Differenzdruckmesszelle nach Anspruch 2, wobei die mindestens

eine hydraulische Drossel (9; 10) eine porése Si-Schicht

PCT/EP2008/067369
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umfasst, welche eine Kanalmindung an einer der Messmembran
abgewandten Oberfliche eines Tragerkorpers umgibt, und eine
hydraulisch dichte Deckschicht (11, 12), welche die portse Si-
Schicht bis auf mindestens einer Eintrittsoffnung abdeckt, die
von der Kanalmindung lateral beabstandet ist, so dass der
hydraulische Pfad von der mindestens einen Eintrittséffnung
durch die porse Si-Schicht in der Ebene der pordsen Si-Schicht
zur Kanalmindung verlauft.

Differenzdruckmesszelle (1) nach Anspruch 3, wobei der erste
Tragerkorper (2, 3) und der zweite Tragerkorper jeweils auf ihren
der Messmembran (4) abgewandten Oberflachen eine
hydraulische Drossel (9, 10) mit einer pordsen Si-Schicht und
einer Deckschicht (11, 12) aufweisen, die jeweils eine

Kanalmindung umgibt.

Differenzdruckmesszelle nach Anspruch 2, wobei mindestens ein

Kanal durch den Tragerkorper pordses Silizium aufweist.

Differenzdruckmesszelle (201) nach Anspruch 1, wobei die
elastische Messanordnung eine erste Messmembran (203) und
eine zweite Messmembran (205) aufweist, die erste
Messmembran an einen ersten Oberflaichenabschnitt des
Tragerkorpers (204) entlang einer umlaufenden Fligesteile
druckdicht befestigt ist, die zweite Messmembran an einem
zweiten Oberflachenabschnitt des Tragerkorpers entlang einer
umlaufenden Flgestelle druckdicht befestigt ist, wobei zwischen
der ersten und der zweiten Messmembran ein dritter
hydraulischer Pfad vertauft, um die erste und die zweite
Messmembran hydraulisch zu koppeln, wobei die hydraulische
Drossel (211) in den dritten hydraulischen Pfad angeordnet ist.
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Differenzdruckmesszeile nach Anspruch 6, wobei die
hydraulische Drossel eine Schicht aus porosem Silizium umfasst,
und der dritte hydraulische Pfad durch die porése Si-Schicht der
Ebene der Si-Schicht verlauft.

Differenzdruckmesszelle nach Anspruch 3 oder Anspruch 7 oder
einem davon abhéangigen Anspruch, wobei die porése Si-Schicht
eine Starke von nicht mehr als 20 Mikrometern, vorzugsweise

nicht mehr als 10 Mikrometern aufweist.

Differenzdruckmesszelle nach Anspruch 3 oder 7 oder einem
davon abhéngigen Anspruch, wobei die pordse Si-Schicht eine
Starke von nicht weniger als 2 Mikrometern, vorzugsweise nicht

weniger als 4 Mikrometern aufweist.

Differenzdruckmesszelle nach einem der vorhergehenden
Anspriche, wobei die PorengréRe des pordsen Siliziums nicht
mehr als 100 Nanometer, vorzugsweise nicht mehr als 50

Nanometer betragt.

Differenzdruckmesszelie nach einem der vorhergehenden
Ansprlche, wobei die Porengréfie nicht weniger als 10
Nanometer, vorzugsweise nicht weniger als 20 Nanometer
betragt.

Differenzdruckmesszelle nach einem der vorhergehenden

Anspriche, wobei der Tragerkorper Silizium oder Glas aufweist.

Differenzdruckmesszelle nach einem der vorhergehenden
Ansprlche wobei zumindest eine Messmembran im Falle einer

einseitigen Uberlast an einem Tragerkdrper zumindest
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abschnittsweise zur Anlage kommt und von diesem abgestiitzt

wird.
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